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Abstract (en)
[origin: JP2020139499A] To provide a vacuum system with a vacuum pump and a recipient, each having a functional side, and with a mounting
device preferably for vacuum-tight mounting of the vacuum pump on the recipient on functional sides facing each other.SOLUTION: The mounting
device is formed to make it possible to initially support, namely by engagement or by insertion, a vacuum pump 11 on a recipient 13 and then
attaching the vacuum pump to the recipient. The mounting device comprises at least one support member protruding from its functional side on
the recipient side and at least one counterpart on the vacuum pump. The counterpart can be meshed by engagement from above or by insertion
from the side in order to support the vacuum pump in a pre-fixing position on the recipient. The mounting device includes, in addition to the support
member and the counterpart, fixing means 19 formed on the recipient and on the vacuum pump.SELECTED DRAWING: Figure 1

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Vakuumsystem mit einer Vakuumpumpe und einem Rezipienten, die jeweils eine Funktionsseite aufweisen, und mit einer
Montageeinrichtung zur vakuumdichten Montage der Vakuumpumpe an den Rezipienten mit einander zugewandten Funktionsseiten, wobei die
Montageeinrichtung dazu ausgebildet ist, zunächst ein Abstützen, nämlich durch Einhängen oder durch Einschieben, der Vakuumpumpe an dem
Rezipienten und dann ein Befestigen der Vakuumpumpe an dem Rezipienten zu ermöglichen, wobei die Montageeinrichtung am Rezipienten
wenigstens ein von dessen Funktionsseite abstehendes Stützorgan und an der Vakuumpumpe zumindest ein Gegenstück umfasst, das mit dem
Stützorgan durch Einhängen von oben oder durch Einschieben von der Seite in Eingriff bringbar ist, um die Vakuumpumpe in einer Vorfixierstellung
an dem Rezipienten abzustützen, und wobei die Montageeinrichtung zusätzlich zu dem Stützorgan und dem Gegenstück am Rezipienten und an
der Vakuumpumpe ausgebildete Befestigungsmittel umfasst, mit denen die Vakuumpumpe entweder direkt in der Vorfixierstellung oder nach einem
Überführen aus der Vorfixierstellung in eine Endfixierstellung an dem Rezipienten befestigbar ist.
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